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AEMS/NEMS
オペランドプロファイリング技術への
ヘリウムイオン顕微鏡技術の応用展開
Helium ion microscopy-based AEMS/NEMS operando profiling technology
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Dynamic characteristics measurement of AEMS/NEMS using HIM

Visualization of stress distribution by HIM 

HIMによる応力分布の可視化への取り組み

研究開発基盤となるHIMを利用したAEMS/NEMSの動特性計測技術

デバイス研究開発での動特性評価に必須の振動スペクトル計測，
デバイスモーション評価を超高分解能で実現する手法

医療やヘルスケア，量子コンピューティング，通信デバイス等への応
用が期待されるAEMS/NEMS(Atomic/Nanoelectromechanical 
systems)の研究開発を加速させる、
超高空間分解能の動特性計測技術の創出を目的とする。

超高分解能顕微鏡技術(空間分解能: 0.35 nm)であるヘリウム
イオン顕微鏡(Helium ion microscope: HIM)技術を、
デバイス研究とHIMに関する知見を融合させることにより、
AEMS/NEMSの動特性計測技術へ応用する。

AEMS/NEMSの動特性(振動スペクトル，デバイスモーション，
応力分布等)をより高度に計測可能な技術として構築し、ナノ・原
子スケールのメカニカル構造体の振る舞いを理解する新たな計測
ツールを獲得、多様なデバイスの研究開発へ展開する。
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振動スペクトル計測例
Heイオンビームを振動中の振動子先端近傍に照射、
振動に同調し放出される二次電子の信号を周波数解
析し、振動スペクトル計測

Heイオンビーム SEs

イオン
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二次電子による応力分布可視化の例
Siナノメカニカル振動子, 加速電圧: 10 kV, 傾斜角度: 45°

引張応力由来の
コントラスト

イオンチャンネリング効果を利用した
応力分布可視化

振動モードの位相分解観察の例
HIM像観察に、ストロボ法の原理を適用し、加振周
波数における特定の位相のみ（上図は、位相120°, 
160°, 200°）の二次電子信号を用いてHIM像形成
し、振動モードを計測

2 µm

Heイオンビームを利用した

AEMS/NEMSの振動スペクトル，振動モード評価

Carbon nanomechanical resonator

f: 1,319 kHz

✓ 振動スペクトル計測
✓ デバイスモーション評価
（振動モード計測） AEMS/NEMS

AEMS/NEMSの動特性や信頼性に影響を及ぼ
す応力状態の超高空間分解能での評価を実現
する手法の研究開発
・二次電子による応力分布の可視化の
フィージビリティの検証

・高いコントラスト比で応力分布を
可視化するための知見の蓄積

AEMS/NEMSのみならず、材料や半導体デ
バイス等の様々な研究開発への貢献に期待。
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